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本发明涉及一种用于抛光试样(104、204)的

装置。该装置包括抛光盘(101，201)，其可围绕轴

线旋转，抛光垫(103，203)，其附接至抛光盘

(101，201)，试样保持器(105，205)，用于将试样

(104，204)保持抵靠抛光垫(103，203)，用于测量

抛光垫(103，203)上多个位置的物理量的器件

(107，110，207，212)，该物理量表示水分或摩擦

力，以及用于基于测量的物理量的值将抛光悬浮

液分配到抛光垫(103，203)上的多个位置的器件

(116，119，120，121，213，215，216，217)。本发明

还涉及一种用于抛光试样(104、204)的方法。
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1.一种用于抛光试样的装置，包括：

‑  抛光盘，能围绕轴线旋转，

‑  抛光垫，附接至所述抛光盘，以及

‑  试样保持器，用于将所述试样保持抵靠所述抛光垫的表面，

其特征在于，所述装置包括：

‑  用于测量所述抛光垫上多个位置中的物理量的器件，所述物理量指示水分或摩擦

力，以及

‑  用于基于所测量的物理量的值将抛光悬浮液分配到所述抛光垫上的所述多个位置

的器件，

其中，用于测量物理量的器件包括布置为与所述抛光垫的所述表面接触的传感器和用

于在所述抛光垫上的多个位置之间移动所述传感器的器件。

2.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述物理量是所述抛光垫上的电阻，并且

用于分配抛光悬浮液的器件配置为如果在一位置处的电阻的值大于第一阈值，则将所述抛

光悬浮液分配到所述抛光垫上的该位置。

3.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述物理量是所述抛光垫的相对侧之间的

电容，并且用于分配抛光悬浮液的器件配置为如果在一位置处的电容的值小于第二阈值，

则将所述抛光悬浮液分配到所述抛光垫上的该位置。

4.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述物理量是所述抛光垫的表面上的摩擦

力，并且用于分配抛光悬浮液的器件配置为如果在一位置处的摩擦力的值大于第三阈值，

则将所述抛光悬浮液分配到所述抛光垫上的该位置。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，用于移动所述传感器的器件

包括设置在所述抛光垫上方的臂和用于沿着所述臂移动所述传感器的致动器。

6.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，所述传感器包括布置成与所

述抛光垫的表面接触的至少两个电接触元件，并且用于测量物理量的器件包括用于测量所

述至少两个电接触元件中的两个电接触元件之间的电阻的器件。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，用于测量物理量的器件包括用于测量所述

至少两个电接触元件中的一个电接触元件与所述抛光盘之间的电容的装置。

8.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，用于测量物理量的器件包括

用于使所述传感器压压靠所述抛光垫的表面的压缩元件。

9.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，用于测量物理量的器件包括

用于测量作用在所述传感器上的横向力的器件。

10.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，用于分配抛光悬浮液的器件

包括设置在所述抛光垫上方的喷射嘴和用于在所述抛光垫上的多个位置之间移动所述喷

射嘴的器件。

11.根据权利要求10所述的装置，其特征在于，用于移动所述喷射嘴的器件包括设置在

所述抛光垫上方的臂和用于沿着所述臂移动所述喷射嘴的致动器。

12.根据权利要求1至4中任一项所述的装置，其特征在于，用于分配抛光悬浮液的器件

包括布置在所述抛光垫上方的喷射嘴阵列。
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用于抛光试样的装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及根据所附独立权利要求的前序部分的用于抛光试样(specimen，样品)

的装置和方法。

背景技术

[0002] 现有技术中已知各种用于抛光岩石、金相和其他固体材料试样的抛光装置，以用

于不同的应用。抛光装置可以用最少的手工工作抛光试样。

[0003] 示例性抛光装置包括可旋转的抛光盘和附接至抛光盘表面的抛光垫。该抛光装置

还包括用于将一个或多个试样保持在抛光垫上的试样保持器。当抛光盘旋转时，抛光垫抛

光试样。

[0004] 抛光悬浮液通常用于抛光装置中，以增强抛光作用并防止在抛光过程中过热。抛

光悬浮液含有水和/或其它合适的液体，如用于润湿、冷却和润滑抛光垫的乙醇或乙二醇，

以及用于抛光试样表面的磨粒，如金刚石、氧化铝或胶体二氧化硅。抛光装置可以包括用于

在抛光垫上以预定速率分配抛光悬浮液的分配器。分配器可以例如被配置成以规则的时间

间隔在抛光垫上分配一定量的抛光悬浮液。

[0005] 与已知的抛光装置相关联的问题是，在抛光期间，抛光垫中的水分可以随着时间

和抛光垫上的位置而显著变化。这对抛光结果有负面影响。如果抛光垫太湿，试样与抛光垫

之间的摩擦力小，使抛光无效，并增加了抛光时间。另一方面，如果抛光垫太干燥，则存在由

于试样与抛光垫之间的大摩擦力而导致试样抛光失败的风险。

发明内容

[0006] 本发明的主要目的是减少甚至消除上述现有技术问题。

[0007] 本发明的目的是提供一种用于抛光试样的装置和方法。更详细地，本发明的目的

是提供能够在抛光过程中在抛光垫中提供和保持基本恒定和均匀的水分含量的装置和方

法。本发明的另一个目的是提供一种能够以均匀和高质量的抛光结果抛光试样的装置和方

法。

[0008] 为了实现上述目的，根据本发明的装置和方法的特征在于所附独立权利要求的特

征部分中所呈现的内容。在从属权利要求中描述了本发明的有利实施例。

[0009] 发明的概述

[0010] 根据本发明的用于抛光试样的装置包括：抛光盘，其可绕轴旋转，抛光垫，其附接

至抛光盘，以及试样保持器，用于将试样保持在抛光垫上，用于测量抛光垫上多个位置中的

物理量的器件，物理量指示水分或摩擦力，以及用于基于测量的物理量的值将抛光悬浮液

分配到抛光垫上的多个位置的器件。

[0011] 根据本发明的装置，即抛光装置，可用于抛光固体材料的试样(即物体)，例如天然

(如岩石、矿物、矿石或陨石)或人造(如金属、混凝土、陶瓷、复合材料或半导体)材料的一

块。在本文中，术语抛光是指用抛光垫和抛光悬浮液进行抛光、细磨和研磨过程。
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[0012] 待抛光的试样用试样保持器抵靠抛光垫的表面保持。试样保持器可配置成将一个

或多个试样保持在抛光垫上。可以用试样保持器靠着抛光垫保持的试样的数量可以是，例

如，1，2‑5，6‑10，或超过10。试样保持器可以包括，例如，一个或多个插入件，其中，试样可以

在其中自由移动或通过夹紧固定。试样保持器可以连接到抛光头上，该抛光头用可调节的

压力将试样压在抛光垫上。例如，可以基于测量的物理量的值来调节压力。

[0013] 抛光垫可以由不同的材料制成，如纤维布(如真丝、聚酯或醋酸纤维)或合成非纤

维材料(如氯丁橡胶、聚氨酯或复合材料)。抛光垫最好是圆盘状的，即它具有平坦的圆形。

抛光垫最好是多孔的，使其能够吸收抛光悬浮液。抛光垫的直径例如可以小于500毫米，优

选200‑400毫米。抛光垫的厚度例如可以小于3毫米，优选小于2毫米，更优选小于1毫米。

[0014] 抛光垫最好是可释放地附接至可旋转抛光盘的表面。当抛光盘旋转时，抛光垫对

试样进行抛光。抛光盘可以由导热和耐腐蚀的材料制成，例如铝、青铜或不锈钢，或者由塑

料、聚合物或复合材料制成。抛光盘可以在其表面上包括电绝缘的电接触元件(例如，由奥

氏体不锈钢制成并具有约0.5毫米厚度的片)，测量仪器的电接触元件(例如，碳刷)可以电

连接到该元件。抛光盘优选为盘状且导热。抛光盘的直径例如可以小于500毫米，优选200‑

400毫米。优选地，抛光盘和抛光垫的直径基本上相同。抛光盘的厚度可以是例如20‑50毫

米。抛光盘的最佳厚度取决于抛光盘的直径和材料。

[0015] 抛光装置可以包括用于旋转抛光盘的致动器，例如电动机。致动器可配置成例如

以0‑600rpm的转速旋转抛光盘。致动器可被配置为基于所测量的物理量的值来调节抛光盘

的旋转速度。例如，在摩擦力超过预定阈值或水分下降到预定阈值以下的情况下，致动器可

以被配置成降低抛光盘的旋转速度。为了减少由致动器引起的可能的干扰，在抛光盘和致

动器之间添加电绝缘层可能是有益的。

[0016] 除了抛光盘之外，试样保持器也可以旋转。试样保持器可绕轴旋转，该轴平行于抛

光盘的旋转轴。抛光装置可以包括用于旋转试样保持器的致动器，例如电动机。致动器可配

置成例如以0‑150rpm的转速旋转试样保持器。致动器可被配置为基于所测量的物理量的值

来调节试样保持器的旋转速度。例如，在摩擦力超过预定阈值或水分下降到预定阈值以下

的情况下，致动器可以被配置成降低试样保持器的旋转速度。

[0017] 根据本发明的装置可以在抛光垫上的多个位置测量表示水分或摩擦力的物理量，

并且基于测量的物理量的值，将抛光悬浮液分配到抛光垫上的多个位置。

[0018] 用于测量物理量的器件可以包括一个或多个可移动传感器，或者多个固定(不可

移动)传感器，这些传感器彼此设置成预定距离。传感器可以是水分传感器，其可以测量例

如抛光垫上的(电)电阻或抛光垫相对两侧之间的电容(即抛光垫厚度上的电容)，这两者都

作为抛光垫中水分的函数而变化。传感器也可以是力传感器，其被配置为测量抛光垫表面

上的摩擦力。摩擦力的测量可以基于检测作用在与抛光垫表面接触的物体上的侧向力。

[0019] 用于分配抛光悬浮液的器件可以包括一个或多个可移动的喷射嘴，或者多个彼此

设置成预定距离的固定(不可移动)喷射嘴。用于分配抛光悬浮液的器件还可以包括用于抛

光悬浮液的容器。或者，用于分配抛光悬浮液的器件可以包括用于抛光悬浮液或用于不同

抛光悬浮液的多个容器。容器可以通过柔性软管连接到喷射嘴上。

[0020] 用于分配抛光悬浮液的器件可以包括用于控制喷射嘴的控制单元。控制单元可以

包括处理器和包括计算机程序代码的存储器，存储器和计算机程序代码被配置为与处理器
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一起使喷射嘴将适当量的抛光悬浮液分配到抛光垫上的多个位置。根据测量的物理量的值

确定要分配到每个位置的抛光悬浮液的量。测量的物理量的值可以与预定的参考值或轮廓

进行比较，以便确定要分配的抛光悬浮液的量。预定的参考值或轮廓对应于抛光垫中期望

的水分含量。例如，分配到抛光垫上每个位置的抛光悬浮液的量可以小于5适当量的抛
2、小

于2小于量的抛
2
或0.5‑2抛光悬浮液

2。

[0021] 抛光悬浮液增强抛光作用，并防止抛光过程中过热。抛光悬浮液含有水和/或其他

合适的用于润湿、冷却和润滑抛光垫的液体，例如醇类(例如乙醇、乙二醇或异丙醇)。抛光

悬浮液还可以含有用于抛光试样的表面的磨料颗粒，如金刚石、氧化铝或硅胶。通常，抛光

悬浮液(即浆料或流体)是液体和磨料的混合物。

[0022] 根据本发明的装置的优点在于，在抛光过程中，它可以在抛光垫中提供并保持基

本恒定和均匀的水分含量。根据本发明的装置的另一优点是，它能够实现试样的均匀和高

质量的抛光结果。根据本发明的装置的另一个优点是，它能够在抛光过程中优化(最小化)

抛光悬浮液的消耗。

[0023] 根据本发明的实施例，物理量是抛光垫上的电阻，并且用于分配抛光悬浮液的器

件被配置为如果在一位置上的电阻的值大于第一阈值，则将抛光悬浮液分配到抛光垫上的

该位置。抛光垫上的电阻随抛光垫中水分的变化而变化。抛光垫越潮湿，电阻越小。

[0024] 根据本发明的实施例，物理量是抛光垫的相对侧之间的电容，并且用于分配抛光

悬浮液的器件被配置为如果在位置上的电容的值小于第二阈值，则将抛光悬浮液分配到抛

光垫上的位置。抛光垫相对两侧之间的电容随抛光垫中水分的变化而变化。抛光垫越潮湿，

电容越大。

[0025] 根据本发明的实施例，物理量是抛光垫的表面上的摩擦力，并且用于分配抛光悬

浮液的器件被配置为如果在位置上摩擦力的值大于第三阈值，则将抛光悬浮液分配到抛光

垫上的位置。抛光垫的表面的摩擦力随抛光垫中水分的变化而变化。抛光垫越潮湿，摩擦力

越小。

[0026] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括布置为与抛光垫的表面接触的

传感器和用于在抛光垫上的多个位置之间移动传感器的器件。用于移动传感器的器件配置

成沿着抛光垫的表面移动传感器。该传感器可以是湿度传感器，其测量抛光垫上的电阻和/

或垂直地在抛光垫的相对两侧之间的电容。该传感器也可以是力传感器，其测量抛光垫表

面上的摩擦力。

[0027] 根据本发明的实施例，用于移动传感器的器件包括设置在抛光垫上方的臂和用于

沿着臂移动传感器的致动器。臂最好是直的，且其纵轴平行于抛光垫的平面布置。臂优选地

以从抛光垫的中心延伸到周边的方式设置在抛光垫上方。这使得当抛光盘旋转时，可以使

传感器移动到抛光垫上所有可能的位置。致动器可以是电动马达。

[0028] 根据本发明的实施例，用于移动传感器的器件是被配置成将传感器保持在抛光垫

上的试样保持器。试样保持器可以包括，例如，传感器可以在其中自由移动或通过夹紧固定

的插入件。传感器可以包括用于与诸如测量仪器和/或控制喷射嘴的控制单元的远程设备

通信的无线发射机或收发器。

[0029] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括布置成与抛光垫的表面接触的

传感器阵列。传感器可以连接到设置在抛光垫上方的臂上。优选地，传感器彼此以预定距离
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连接到臂上。臂最好是直的，且其纵轴平行于抛光垫的平面布置。臂优选地以从抛光垫的中

心延伸到周边的方式设置在抛光垫上方。传感器的数量取决于抛光垫的直径和所需的测量

精度，且例如，可以为小于100、小于50、小于20或6‑12。传感器可以是湿度传感器，其测量抛

光垫上的电阻和/或抛光垫相对两侧之间的电容。传感器也可以是力传感器，其测量抛光垫

表面上的摩擦力。

[0030] 根据本发明的实施例，传感器包括至少两个布置成与抛光垫的表面接触的电接触

元件，并且用于测量物理量的器件包括用于测量至少两个电接触元件中的两个之间的电阻

的器件。电接触元件，即电极，提供了电路径，通过该路径可以测量抛光垫的电特性。电接触

元件可以具有不同的形状和尺寸。电接触元件由导电材料(优选也是耐磨损和耐腐蚀的)制

成。用于电接触元件的优选材料是例如不锈钢和工具钢。电接触元件相互电隔离以防止短

路。用于测量至少两个电接触元件中的两个之间的电阻的器件可以包括测量仪器，其通过

诸如电线、电缆或碳刷的电连接电连接到传感器的两个电接触元件。测量仪器被配置为测

量这两个电接触元件之间的电阻。

[0031] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括用于测量至少两个电接触元件

之一与抛光盘之间的电容的器件。用于测量至少两个电接触元件之一与抛光盘之间的电容

的器件可以包括测量仪器，其通过诸如电线、电缆或碳刷的电连接电连接到电接触元件和

抛光盘。测量仪器被配置成测量电接触元件和抛光盘之间的电容。可以在测量仪器与抛光

盘之间使用电阻以减少干扰。

[0032] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括用于将传感器压在抛光垫表面

上的压缩元件。压缩元件能够以适当的压力使传感器与抛光垫的表面保持接触。压缩元件

的压紧力可调。压缩元件可以是例如弹簧。压缩元件可以利用气压、重力或磁力或电磁力来

产生适当的压力。

[0033] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括用于测量作用在传感器上的横

向力的器件。用于测量横向力的器件可以包括附接到传感器的力传感器。

[0034] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括布置在抛光垫上方的非接触式

水分传感器和用于在抛光垫上的多个位置之间移动非接触式水分传感器的器件。非接触式

水分传感器可以测量抛光垫中的水分。非接触式水分传感器可以是例如光学传感器。用于

移动非接触式水分传感器的器件可以包括设置在抛光垫上方的臂和用于沿着臂移动非接

触式水分传感器的致动器。

[0035] 根据本发明的实施例，用于测量物理量的器件包括布置在抛光垫上方的非接触式

水分传感器阵列。非接触式水分传感器可以测量抛光垫中的水分。非接触式水分传感器可

以是例如光学传感器。非接触式水分传感器可以连接到设置在抛光垫上方的臂上。优选地，

非接触式水分传感器彼此以预定距离连接到臂上。

[0036] 根据本发明的实施例，非接触式水分传感器是光谱仪，其被配置为测量作为波长

的函数从抛光垫的表面反射的光的强度。反射光的强度取决于抛光垫中的水分。取决于所

使用的抛光悬浮液和抛光垫的材料，当抛光垫中的水分变化时，在某一波长处反射光的强

度可能会有很大的不同。例如，当抛光垫中的水分减少时，反射光的强度可以在一个波长处

增加，而在另一个波长处减少。光谱仪可以包括多个光学检测器，它们中的每一个适于检测

不同波长的光。光谱仪的波长范围可以是例如400‑700nm、300‑1000nm或750‑2500nm。优选
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地，在测量期间，光谱仪与抛光垫表面之间的距离保持恒定。抛光垫的表面可以用一个或多

个光源照明，例如发光二极管(LED)。

[0037] 根据本发明的实施例，非接触式水分传感器是聚合物膜。聚合物膜的电阻取决于

水分。通过将聚合物膜靠近抛光垫表面布置，可以测量抛光垫中的水分。为了测量电阻，可

以在聚合物膜上设置两个电接触元件。聚合物膜优选地附接到基材，例如玻璃片。

[0038] 根据本发明的实施例，该装置包括用于测量传感器和/或抛光垫的温度的器件，以

及用于基于所测量的温度的值来调节抛光盘和/或试样保持器的旋转速度的器件。用于测

量温度的器件可以包括接触式和/或非接触式温度传感器。

[0039] 根据本发明的实施例，该装置包括用于测量传感器的振动的器件和用于基于测量

的振动的值来调节抛光盘和/或试样保持器的旋转速度的器件。用于测量振动的器件可以

包括连接到传感器的振动传感器。

[0040] 根据本发明的实施例，该装置包括用于冷却抛光盘的器件。可以通过将水喷洒到

抛光盘的底侧来冷却抛光盘。该装置可以包括飞溅保护装置，以防止冷却水雾逸出到抛光

垫上。飞溅保护装置可以由例如塑料制成。

[0041] 根据本发明的实施例，用于分配抛光悬浮液的器件包括设置在抛光垫上方的喷射

嘴和用于在抛光垫上的多个位置之间移动喷射嘴的器件。用于分配抛光悬浮液的器件可以

包括用于抛光悬浮液或用于不同抛光悬浮液的一个或多个容器。容器可以例如通过柔性软

管连接到喷射嘴上。

[0042] 根据本发明的实施例，用于移动喷射嘴的器件包括设置在抛光垫上方的臂和用于

沿着臂移动喷射嘴的致动器。臂最好是直的，且其纵轴平行于抛光垫的平面布置。臂优选地

以从抛光垫的中心延伸到周边的方式设置在抛光垫上方。这使得当抛光盘旋转时，喷射嘴

能够移动到抛光垫上所有可能的位置。致动器可以是电动马达。

[0043] 根据本发明的实施例，用于移动喷射嘴的装置是与喷射嘴连接的试样保持器。

[0044] 根据本发明的实施例，用于分配抛光悬浮液的器件包括布置在抛光垫上方的喷射

嘴阵列。喷射嘴可以连接到臂上。优选地，喷射嘴彼此以预定距离连接到臂上。臂最好是直

的，且其纵轴平行于抛光垫的平面布置。臂优选地以从抛光垫的中心延伸到周边的方式设

置在抛光垫上方。喷射嘴的数量取决于抛光垫的直径，且它可以是，例如，小于100，小于50，

小于20，或6‑12。用于分配抛光悬浮液的器件可以包括用于抛光悬浮液或用于不同抛光悬

浮液的一个或多个容器。容器可以例如通过柔性软管连接到喷射嘴。

[0045] 根据本发明的实施例，该器件包括用于从抛光垫蒸发抛光悬浮液的装置。抛光悬

浮液可以用压缩空气流蒸发到抛光垫上的期望位置。

[0046] 本发明还涉及一种抛光试样的方法。根据本发明的方法包括：用试样保持器将试

样保持在附接到抛光盘上的抛光垫；围绕轴旋转抛光盘；测量指示抛光垫上多个位置的水

分或摩擦力的物理量；以及基于测量的物理量的值将抛光悬浮液分配到抛光垫上的多个位

置。

[0047] 根据本发明的方法的优点在于，在抛光过程中，它可以在抛光垫中提供并保持基

本恒定和均匀的水分含量。根据本发明的方法的另一优点是，它能够实现试样的均匀和高

质量的抛光结果。根据本发明的方法的另一个优点是，它能够在抛光过程中消耗更少的抛

光悬浮液。
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[0048] 本文中呈现的本发明的示例性实施例不被解释为对所附权利要求的适用性构成

限制。在本文中，动词“包含”是作为一个开放的限制使用的，并不排除也存在未背诵的特

征。除非另有明确说明，从属权利要求中所述的特征是可相互自由组合的。

[0049] 本文中提出的示例性实施例及其优点通过可应用的部分与根据本发明的设备和

方法相关，尽管这并不总是单独提及。

附图说明

[0050] 图1示出了根据本发明的第一实施例的抛光装置，以及

[0051] 图2示出了根据本发明第二实施例的抛光装置。

具体实施方式

[0052] 图1示出了根据本发明第一实施例的抛光装置。抛光装置包括抛光盘101，其可通

过致动器102围绕轴线旋转。致动器102能够以不同的旋转速度旋转抛光盘101。抛光垫103

附接至抛光盘101。抛光垫103用于抛光试样104，该试样通过试样保持器105保持抵靠抛光

垫103。试样保持器105可以利用致动器106围绕平行于抛光盘101的旋转轴线的轴线旋转。

致动器106可以以不同的旋转速度旋转试样保持器105。当抛光盘101和试样保持器105旋转

时，抛光垫103抛光试样104。

[0053] 抛光装置包括用于检测抛光垫103中的水分的水分传感器107。水分传感器107包

括电接触元件108和109，它们被布置成与抛光垫103的表面接触。电接触元件108和109提供

电路径，通过该电路径可以测量抛光垫103的电特性。电接触元件108和109电连接到能够测

量电接触元件108和109之间的电阻的测量仪器110。电接触元件108和109之间的电阻指示

抛光垫103上的测量位置中的水分。测量仪器110电连接到抛光盘101，因此允许测量电接触

元件108、109之一与抛光盘101之间(即抛光垫103的相对侧之间)的电容。电接触元件108或

109与抛光盘101之间的电容指示抛光垫103上的测量位置中的水分。

[0054] 水分传感器107用杆111连接到位于抛光垫103上方的臂112。臂112从抛光垫103的

中心延伸到周边。水分传感器107可以用致动器113沿着臂112移动，从而能够在抛光垫103

上的不同位置之间移动水分传感器107。杆111设置有用于将水分传感器107压在抛光垫103

的表面上的弹簧114。弹簧114能够使电接触元件108和109以适当的压力与抛光垫103的表

面保持接触。

[0055] 抛光装置包括用于检测作用在水分传感器107上的横向力(lateral  force)的力

传感器115。力传感器115附接到杆111并且电连接到能够确定横向力(即抛光垫103的表面

上的摩擦力)的测量仪器110。抛光垫103的表面上的摩擦力指示抛光垫103上的测量位置中

的水分。

[0056] 抛光装置包括用于在抛光垫103上分配抛光悬浮液的喷射嘴116。喷射嘴116附接

到位于抛光垫103上方的臂117上。臂117从抛光垫103的中心延伸到周边。喷射嘴116可以通

过致动器118沿着臂117移动，从而能够在抛光垫103上方的不同位置之间移动喷射嘴116。

[0057] 抛光悬浮液储存在容器119中，将其从容器119中通过柔性软管120输送到喷射嘴

116以分配在抛光垫103上。抛光装置包括控制单元121，用于控制抛光悬浮液的分配。控制

单元121控制喷射嘴116以将适当量的抛光悬浮液分配到抛光垫103上的期望位置。根据所
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确定的水分或每个位置上的摩擦力来确定要分配到每个位置的抛光悬浮液的量。

[0058] 抛光装置包括：温度传感器122，其安装在电接触元件108上，用于测量电接触元件

108的温度；以及温度传感器123，其安装在臂112上，用于无接触地测量抛光垫103的温度。

抛光装置还包括安装到杆111上的振动传感器124，用于测量水分传感器107的振动。控制单

元121可以基于测量的温度和/或振动来控制抛光盘101和试样保持器105的旋转速度。

[0059] 抛光装置包括喷射嘴125，用于将水喷洒到抛光盘101的底侧以便冷却抛光盘101。

飞溅保护装置126用于防止水雾逸出到抛光垫103上。

[0060] 图2示出了根据本发明第二实施例的抛光装置。抛光装置包括抛光盘201，其可通

过致动器202围绕轴线旋转。致动器202能以不同的旋转速度旋转抛光盘201。抛光垫203附

接至抛光盘201。抛光垫203用于抛光通过试样保持器205保持抵靠抛光垫203的试样204。试

样保持器205可以利用致动器206围绕平行于抛光盘201的旋转轴线的轴线旋转。致动器206

可以以不同的旋转速度旋转试样保持器205。当抛光盘201和试样保持器205旋转时，抛光垫

203抛光试样204。

[0061] 抛光装置包括用于检测抛光垫203中的水分的三个水分传感器207。水分传感器

207彼此以规则间隔布置，并用杆208连接到位于抛光垫203上方的臂209。臂209从抛光垫

203的中心延伸到周边。

[0062] 每个湿度传感器207包括电接触元件210和211，它们被布置成与抛光垫203的表面

接触。电接触元件210和211提供电路径，通过该电路径可以测量抛光垫203的电特性。电接

触元件210和211电连接到可以测量电接触元件210和211之间的电阻的测量仪器212。电接

触元件210和211之间的电阻指示抛光垫203上的测量位置中的水分。测量仪器212电连接到

抛光盘201，因此允许测量电接触元件210、211之一与抛光盘201之间的电容，即抛光垫203

的相对侧之间的电容。电接触元件210或211与抛光盘201之间的电容指示抛光垫203上的测

量位置中的水分。

[0063] 抛光装置包括用于在抛光垫203上分配抛光悬浮液的三个喷射嘴213。喷射嘴213

以规则的间隔连接到位于抛光垫203上方的臂214上。臂214从抛光垫203的中心延伸到周

边。

[0064] 抛光悬浮液存储在容器215中，将其从容器215中通过柔性软管216输送到喷射嘴

213，以分配在抛光垫203上。该抛光装置包括用于控制抛光悬浮液的分配的控制单元217。

控制单元217控制喷射嘴213以将适当量的抛光悬浮液分配到抛光垫203上的期望位置。根

据所确定的水分确定要分配到每个位置的抛光悬浮液的量。

[0065] 在图中只描述了本发明的有利的示例性实施例。本领域技术人员清楚的是，本发

明不仅限于上述实施例，而且本发明可以在下文提出的权利要求的范围内变化。在从属权

利要求中描述了本发明的一些可能的实施例，并且它们不应被认为限制本发明的保护范

围。
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